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摘 要

本論文所設計之微泵浦具有雙出入水口的特性，此設計使得液體流量大幅地提升。微泵浦利用壓電材料做為致動器，不鏽

鋼蝕刻的艙體層，以及使用壓克力材料具有流道、閥座結構之流道層，還有最主要利用聚二甲基矽氧烷製作出的單向止回

閥，將以上元件加以組裝即為新型壓電致動有閥微泵浦，其具有微小化、質量輕及低消耗功率等優點，後面將針對此微泵

浦系統之性能深入探討研究。從實驗結果得知，微泵浦之性能會受到驅動頻率、驅動電壓、艙體深度、閥體厚度、流道大

小、不同背壓所影響。當驅動電壓在160 Vpp，微泵浦搭配流道2.0mm、艙體深度300μm以及閥體厚度0.5mm使用時有最

大液體流量125.6ml/min，當微泵浦搭配流道1.0mm、艙體深度300μm以及閥體厚度0.5mm使用時有最大空氣流

量102.2ml/min。
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